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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成21年6月25日(2009.6.25)

【公表番号】特表2008-541160(P2008-541160A)
【公表日】平成20年11月20日(2008.11.20)
【年通号数】公開・登録公報2008-046
【出願番号】特願2008-510485(P2008-510485)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ   7/02     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/027    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ   7/02    　　　Ｃ
   Ｈ０１Ｌ  21/30    ５１５Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成21年5月7日(2009.5.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学エレメントをマウントに対して位置決めするための組立体であって、前記光学エレ
メントが位置決め構造によって位置決め可能であるものにおいて、
前記位置決め構造は少なくとも一つの弾性又は弾力手段を含み、それが
前記光学エレメント自体に、又は、
前記光学エレメントのフランジ、又は、
前記光学エレメントを囲むホルダー、又は、サポートに、
力又はトルクを及ぼすことによって、
前記光学エレメントを、二つの自由度で、又は、独立に二つの方向で、シフト又は移動さ
せる、
ことを特徴とする組立体。
【請求項２】
　前記ホルダー又は前記サポートが、前記弾性手段によって力、又は、トルクが加えられ
る少なくとも一つの平衡（ｉｓｏｓｔａｔｉｃ）マウントを含み、
前記平衡マウントは少なくとも二つの自由度で調整可能である、ことを特徴とする請求項
１に記載の組立体。
【請求項３】
　前記少なくとも一つの平衡マウントがバイポッドである、又は、バイポッド構造である
、ことを特徴とする請求項２に記載の組立体。
【請求項４】
　前記弾性又は弾力手段が、
縮小（ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ）手段、
特に、
ばね、又は、
弾性てこ又は弾性ロッド、又は、
弾性テープ又は弾性ベルト、又は、
弾性ギアホイール又は弾性ホイール、を含む、
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ことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の組立体。
【請求項５】
　前記弾性手段は、
二つの別々の手段により、
特に、
二つの圧電又は電歪アクチュエータにより、又は、
二つのモータにより、又は、
二つの空気圧又は油圧手段、により、
二つの方向、又は、自由度の各々で移動可能又はシフト可能である、
ことを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の組立体。
【請求項６】
　三つの弾性手段が、
各々が二つの方向、又は、複数の自由度で、シフト可能、又は、移動可能であるように設
けられる、
ことを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載の組立体。
【請求項７】
　前記三つの弾性手段は、互いに実質的に１２０度の角度離れて配置され、
前記アクチュエータはそれらの間に６０度から１２０度の角度で、好ましくはそれらの間
に９０°の角度で配置されている、
ことを特徴とする請求項６に記載の組立体。
【請求項８】
　前記弾性手段、又は、前記弾性手段の各々は、少なくとも一つのねじ、特にマイクロメ
ータねじによって移動可能、又は、調整可能である、ことを特徴とする請求項１から７の
いずれか１項に記載の組立体。
【請求項９】
　前記少なくとも一つのねじが、外側リングに、又は、介在又は中間リング（２７）に担
持される、ことを特徴とする請求項８に記載の組立体。
【請求項１０】
　前記介在リング（２７）が、前記介在リングが静的に定められるような仕方で前記外側
リングに結合されている、ことを特徴とする請求項９に記載の組立体。
【請求項１１】
　前記介在リング（２７）がばねエレメントによって前記外側リングに結合されている、
ことを特徴とする請求項１０に記載の組立体。
【請求項１２】
　前記ばねエレメントが、前記介在リング（２７）と前記外側リングの間で互いから少な
くとも実質的に等しい距離にわたって分布している、ことを特徴とする請求項１１に記載
の組立体。
【請求項１３】
　前記ばねエレメントが堅い（ｓｔｉｆｆ）、ことを特徴とする請求項１１、又は、１２
に記載の組立体。
【請求項１４】
　光学エレメント（１，２３，２４）を外側マウント、又は、サポート（４，１９，２６
）に対して固定、又は、調整するための組立体であって、前記光学エレメント（１，２３
，２４）が、光軸を有する光学装置の構造に対して、特に対物レンズ構造、又は、対物レ
ンズ・バレルに対して、又は、隣接するマウントに対して調整構造によって整列可能であ
るものにおいて、
前記調整構造は少なくとも一つの弾性手段（９，２０）、
特に、
ばね、又は、
弾性ロッド、又は、弾性スティック、又は、
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弾性テープ、又は、
弾性ギアホイール、又は、弾性ギアボックス、を含み、
それによって力、又は、トルクを前記光学エレメント（１，２３，２４）に加えることが
できる、
ことを特徴とする組立体。
【請求項１５】
　前記光学エレメント（１，２３，２４）が内側マウント（２，２２，２５）に配置され
、前記光学エレメント（１，２３，２４９の調整のための力、又は、トルクが前記内側マ
ウントに加えられる、ことを特徴とする請求項１４に記載の組立体。
【請求項１６】
　前記内側マウント（２，２２，２９）が少なくとも一つの中間パーツ（３，１０）によ
って前記外側マウントに結合されている、ことを特徴とする請求項１４、又は、１５に記
載の組立体。
【請求項１７】
　前記少なくとも一つの中間パーツが、
前記内側マウント（２，２２，２９）に結合された第一のベアリング要素（５）と、
中間エレメント（７，１１）と、
少なくとも一つの調整手段（９，２０）であって、弾性作用手段によって、前記光学エレ
メント（１，２４）の調整、又は、位置決めのために、力、又は、トルクを加えることが
できる調整手段（９，２０）、を含む、
ことを特徴とする請求項１６に記載の組立体。
【請求項１８】
　前記弾性作用手段が、
てこにおける力のてこアームとなる弾性ロッド（９，２０）、又は、
少なくとも一つのロールによってトルクを伝達する弾性テープ、又は、
トルクの伝達のための減速（ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ）ギアにおける弾性ギアホイール、又は
、
その他の、弾性手段、特にばね、特に渦巻きばね、又は、前記中間エレメント（７，１１
）へ力を伝達するための弾性テープ、
そのものであり、又は、これらを備えて成る、
ことを特徴とする請求項１７に記載の組立体。
【請求項１９】
　前記中間エレメント（７，１１）が、硬く、又は、堅く、少なくとも前記作用手段より
弾性が小さい、ことを特徴とする請求項１８に記載の組立体。
【請求項２０】
　前記組立体が、前記外側マウント（４，１９，２６）に結合されている、少なくとも一
つの、第二のベアリング要素（６；１４，１５，１６，１７，１８）を含む、ことを特徴
とする請求項１４から１９のいずれか１項に記載の組立体。
【請求項２１】
　各調整手段が、先端の一つで前記中間エレメントに取り付けられた少なくとも一つの弾
力、又は、弾性てこ（９，２０）を含む、ことを特徴とする請求項１４から２０のいずれ
か１項に記載の組立体。
【請求項２２】
　前記少なくとも一つのてこが、前記光学エレメント（１，２３，２４）に対して、前記
中間エレメント（７，１１）において任意の方向に、好ましくは半径方向、又は、接線方
向に配置されていることを特徴とする請求項２１に記載の組立体。
【請求項２３】
　前記少なくとも一つのてこ（９，２０）が、調整可能、特に最良調整可能（ｔｕｎａｂ
ｌｅ）、特に回転可能、及び／、又は、軸方向及び／又は半径方向に調整可能であること
を特徴とする請求項２１、又は、２２に記載の組立体。
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【請求項２４】
　前記少なくとも一つのてこ（９，２０）が、その第二の先端において、固定エレメント
と、特にそれぞれ予め定められた位置を規定する一つ、又は、複数の孔を含むエレメント
と、及び／又はアクチュエータ、又は、アジャスター（ａｄｊｕｓｔｏｒ）と結合してい
ることを特徴とする請求項２１から２３のいずれか１項に記載の組立体。
【請求項２５】
　前記アクチュエータが電磁的、電歪的、磁歪的、空気圧、油圧、又は、機械的な作動、
又は、駆動手段を含むことを特徴とする請求項２４に記載の組立体。
【請求項２６】
　前記第一のベアリング要素が少なくとも部分的に前記内側マウント、又は、リングの溝
、又は、凹所（ｒｅｃｅｓｓ）に配置されていることを特徴とする請求項１４から２５の
いずれか１項に記載の組立体。
【請求項２７】
　前記第二のベアリング要素（１４，１５，１６，１７，１８）が少なくとも部分的に外
側マウント、又は、リング（１９）の溝、又は、凹所に配置されていることを特徴とする
請求項１４から２６のいずれか１項に記載の組立体。
【請求項２８】
　前記第二のベアリング要素（１４，１５，１６，１７，１８）がカルダン（ｃａｒｄａ
ｎｉｃ）ジョイント、又は、ヒンジとして実施されていることを特徴とする請求項１４か
ら２７のいずれか１項に記載の組立体。
【請求項２９】
　前記第二のベアリング要素が各々二つの単一、又は、二対の金属プレート（１４，１５
，１７，１８）を含み、それらが互いに対して９０度の角度で、半径方向に対して回転し
ていることを特徴とする請求項２８に記載の組立体。
【請求項３０】
　前記二つの金属プレート（１４，１５，１７，１８）が互いに対して鋭角、又は、鈍角
で中間エレメントの方向へ伸びている、又は、接線方向、又は、半径方向に伸びているこ
とを特徴とする請求項２９に記載の組立体。
【請求項３１】
　前記第一の及び／、又は、前記第二のベアリング要素（１４，１５，１７，１８）が固
態ジョイント、又は、ヒンジ、特に板ばねとして実施されていることを特徴とする請求項
２９、又は、３０に記載の組立体。
【請求項３２】
　前記ベアリング要素、又は、ヒンジ要素、特に板ばね、が半径方向トルクを切り離すた
めの十字（ｃｒｏｓｓ）の形の中間パーツを含むことを特徴とする請求項１４から３１に
記載の組立体。
【請求項３３】
　前記中間パーツは少なくとも一つの基本エレメントから物質を除去しキャットウオーク
、又は、小さなブリッジ部分を残してヒンジ及びジョイントを形成することによって形成
されることを特徴とする請求項１４から３２のいずれか１項に記載の組立体。
【請求項３４】
　前記ベアリング要素、前記中間エレメント、及び中間パーツが、侵食することによって
生成されることを特徴とする請求項１６から３３のいずれか１項に記載の組立体。
【請求項３５】
　前記中間エレメントが少なくとも部分的にリング・セグメント（３０）によって、又は
、一つの閉じたリングによって結合されていることを特徴とする請求項１６から３４のい
ずれか１項に記載の組立体。
【請求項３６】
　前記中間リング（２７）、又は、前記リング・セグメント（３０）が少なくとも一つの
ベアリング要素によって前記内側リングで取り付けられ、それらが少なくとも一つの第二
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のベアリング要素によって外側リング、又は、マウントに取り付けられることを特徴とす
る請求項３５に記載の組立体。
【請求項３７】
　光学エレメント（２４）を外側サポート、又は、マウント（２６）に対して固定、又は
、調整するための組立体であって、
前記光学エレメント（２４）は、光軸を有する光学組立体の構造、特に対物レンズの構造
に対して、又は、隣接するマウントに対して、少なくとも一つの調整構造によって整列可
能であり、
前記少なくとも一つの調整構造が、弾性エレメントを含み、それに力、又は、トルクが作
用する、
ことを特徴とする組立体。
【請求項３８】
　前記光学エレメントが内側マウント、又は、内側リング（２５）に配置される、ことを
特徴とする請求項３７に記載の組立体。
【請求項３９】
　マイクロリソグラフィー用の投影露光装置であって、投影対物レンズが、少なくとも一
つの請求項１４から３８のいずれか１項に記載の光学エレメントを調整、又は、位置決め
するための構造、又は、手段を含む、ことを特徴とする投影露光装置。
【請求項４０】
　光学エレメント、又は、前記光学エレメントを囲む、又は、支持するサポートを移動、
又は、シフトさせる構造（ａｒｒａｎｇｅｍｅｎｔ）を含む調整組立体であって、
前記構造はマイクロリソグラフィー露光装置の光学エレメントを支持する作業アームとて
こアームを含む機械的伝達、又は、縮小機構を、少なくとも一つ、含み、
アームの少なくとも一つは弾性物質で作られる、及び／又は、力を伝達するための弾性手
段に結合されている、
ことを特徴とする組立体。
【請求項４１】
　位置決め構造を含むマイクロリソグラフィー露光装置であって、
前記位置決め構造が機械的伝達機構を含み、前記伝達機構が前記露光装置の光学エレメン
トを支持する少なくとも一つの作業アームと少なくとも一つのてこアームを含み、
前記荷重アームと前記てこアームの少なくとも一つが弾性物質で作られている、及び／、
又は、力を伝達するための弾性手段と結合している、
ことを特徴とするマイクロリソグラフィー露光装置。


	header
	written-amendment

